
디옥시리보 핵산 기반의 은이온 감응 센서 

기술 개요 

 

기술 특장점 

은이온에 특이적 형광 증대 현상을 보이는 디옥시리보 핵산 기반의 은나노클러스터와 
이의 제조 방법 및 이에 따른 은이온 감응 센서(등록 제 10-1689659호) 



종래 기술 대비 우수성 

기술 활용 전망 

담당자 연락처 

 (단위: 억 달러) 

CGAR: 9.4% 

방법 

구분 

유도 결합 플라즈마 질량 분석법 

(ICP-MS) 

원자 흡수 분광법 

(AAS) 

본 기술의 

우수성 

• 간단한 제조 공정으로, 시간 단축 및 장비 간소화 가능 

• 신속하고 안정된 검출 능력 유지 

• 복잡한 검출 시스템 및 합성 시약 불필요 
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